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第 5 章では， Si (110) 基板の異方性エッチング特性を生かした高アスペクトな Si プレート作製技術と微小光学素子
作製への応用を示している。そして，マイクロマシン駆動のマイクロミラーと半導体レーザーとを初めてハイブリッ
ド集積した近接外部共振器構成の波長可変半導体レーザーを提案，実現し，その波長可変特性を示している。




























(5) 簡便で実用的な Ni メツキとフォトリソグラブイを基本とする新たな Ni 表面マイクロマシニング技術を提案
し，本技術により，櫛形電極静電マイクロアクチュエータを持つ Ni マイクロミラーを実現してその動作機構を
解明している。さらに， Ni マイクロミラーを用いた新規な外部共振器波長可変半導体レーザーを実現し， Ni マ
イクロミラーの微小光学素子応用への有効性を示している。
(6) III-V 族化合物半導体のマイクロマシニング技術として，有機金属気相成長法，反応性高速原子線エッチング，
化学選択エッチングを基本構成とする AIGaAs/GaAs マイクロマシニング技術を新たに開発し，半導体レーザ
ー，フォトダイオード，機械振動子をモノリシック集積した微量質量検出可能なレーザー集積振動子センサー
を実現してモノリシックな微小光機構デバイスのー形態を初めて示している。
以上のように，本論文は，マイクロマシン技術と光技術とを融合した新しい技術分野である光マイクロマシン技術
の先駆的研究を行い，その基盤技術を確立するとともに，新規デバイスである各種微小光機構デバイスを提案，開発
して光マイクロマシン技術の有用性を示したもので，応用物理学，特に，微小光工学，光微小機械工学の発展に寄与
するところが大きい。よって，本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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